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１．概要（Summary） 

企業との共同研究で行っている、集積型マイクロバイオ

センサシステムの開発における電極チップ作製の一部の

工程を、東北大学ナノテク融合技術支援センター（試作コ

インランドリ）の装置を利用して行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

スパッタ装置：芝浦メカトロニクス CFS-4ESII 
 

【実験方法】 
東北大学試作コインランドリの芝浦スパッタ装置（Fig. 1）

を用いて、樹脂製の基板表面に Pd をスパッタ成膜する。

これを持ち帰り、共同研究企業にて微細加工等を行い、

バイオセンシング用の微細加工された集積電極チップと

した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
期待したとおりの Pd 成膜を行うことができ、設計どおり

のバイオセンシング用電極チップの試作につながった。

試作チップを用いて，アンペロメトリー計測によるバイオセ

ンシングを行い，センサ全体としての評価を進めている。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
本課題では、企業との共同研究を推進するために、東

北大学試作コインランドリの装置を利用しました。研究の

推進にあたり、装置の利用をさせてくださいました戸津健

太郎先生と、東北大学試作コインランドリのスタッフの皆

様に感謝をいたします。特に利用にあたって細かい指導

をしてくださいました森山雅昭先生に感謝申し上げます。 
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Fig. 1 Photograph of a Shibaura sputtering 
equipment CFS-4ESII used in the study. A plastic 
substrate was set in the sputtering chamber for 
Pd deposition. Uniformly Pd-deposited substrates 
were obtained by repeated sputtering process. 

(b) Target of Pb for CFS-4ESII. 

(a) Photograph of CFS-4ESII. 


